
・光学的手法（レーザーラマン分光法）による
   各種ガスのリアルタイム濃度計測

・水素を含む多くのガス種に対応

・光ファイバーを利用し，本体と離れた
   箇所のガス濃度モニタリングが可能

・計測結果をＰＣのモニター上に表示
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縦 : 249 mm,  横 : 431 mm,   奥行 : 430 mm（2チャンネル切替型の場合）
縦 : 8 mm, 横  : 20 mm, 奥行 : 29.2 mm 
DPSS ナノ秒パルスレーザー（ Nd: YLF, 波長 349 nm）
2秒以下
500ppm - 100%　（水素ガスの場合）
H₂, N₂, O₂, CO₂, SO₂, NH₃, CH₄ 他（ラマン不活性ガスを除く各種ガス）
耐熱光ファイバーの使用により，200℃程度までの高温下での計測可能
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・本体内蔵の光学フィルタの切替に
より，希ガス等を除く多くのガス
種に対応

・水素ガスの場合，500ppm から
100%まで，連続的に計測可能

・小型のガス計測部(センサチップ）
内のガス濃度を計測

・レーザー光による非接触
   in situ（その場）計測

・光計測による高速応答性
　（原理上はナノ秒オーダー）

・用途，使用環境に応じてカスタマ
イズ致します。
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